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1.	 はじめに 

ナノデバイスの微細化に伴い、MEMSで用い

る金属板は場のゆらぎにより生じるカシミー

ル効果の影響を受けやすくなる。このため、現

在広く使用されているMEMSを使用した自動

車の加速度センサでは、小型化が進むと加速度

の測定値に誤差が生じ、車体制御や衝撃吸収の

動作を誤ってしまう可能性がある[1]。そこで、

加速度センサを単純化したモデルについて、カ

シミール効果の影響を検討した。今回は真空絶

対零度での見積もりである。 

2.	 検証内容 

	 現在存在するMEMSの加速度センサを単純

化したものとして、下のように並行平板 2枚と

その間に一定のばね定数を持つばねがあると

見立てた。そして平板間距離を変化させカシミ

ール効果を考慮した場合と考慮しない場合で

の誤差を算出した[2]。ばねは、自然長 Lnm、

ばね定数 3.5N/mと想定し、平板は、銅（比重

8.96g/cm3）およびシリコ

ン（比重 1.00g/cm3）であ

り大きさは 1μm×1μm

×300nmとした。真空絶

対零度下とした。 

   	 	 	 	 図 1	 検証モデル 

3.	 検証結果 

平板 1枚を固定した上でばねが 0.1L縮んだ場

合の極板間距離（0.9L）における、カシミール

効果の影響を誤算として図 2に示す。誤差は、

カシミール効果を考慮した場合としない場合

の加速度差を、しない場合での加速度で割り百

分率で表した値とした。 

図 2	 極板間距離と誤差の関係 

	 図２より平板間距離が30nmより小さくなる

と誤差は 10%以上になり、カシミール効果の

影響が大きいことがわかった。また今回の条件

と定義では平板の種類によらず誤差は一定と

なることがわかった。 

4.	 まとめ 

	 今回のモデル（1μm×1μm×300nmの平板

とばね定数 3.5N/mのばね)では、真空絶対零度

の条件ではあるが平板間が30nmより小さくな

るとカシミール効果の影響が大きいことがわ

かった。ナノデバイスの進歩とともにカシミー

ル効果の影響を踏まえた検討が必要であると

考えられる。カシミール効果自体は材料や温度

依存性を持つため、今後検討を進める。 
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